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摘要(译)

本发明涉及一种用于制造承载装置的方法，一种承载装置，一种用于检
测的系统以及一种用于检测至少一种物理参数和/或化学成分的方法。提
供了一种用于制造用于接收至少一个传感器的承载装置的方法，其中提
供了具有待涂覆表面的接收体。在接收体中，提供了在该表面侧开口的
空间。提供具有密封表面的第二主体。该密封表面定位成使得接收体的
待涂覆表面至少在接收体中的空间的圆周中由第二体密封。可成形或可
模制的填充材料以这样的方式设置在该空间中，使得填充材料形成与第
二主体的密封表面互补的形状的表面，从而封闭该空间。至少接触第二
主体的密封表面的填充材料的体积是固化的。第二主体的密封表面从待
涂覆的表面以及由填充材料提供的表面移除。涂覆的表面被涂覆，使得
提供膜，密封空间。
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